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１．概要（Summary） 

高い熱・物質輸送能力を持つ機能性表面を実現する

ため、半導体デバイス製造技術を用いた実験研究を

行った。 
２．実験（Experimental） 

機能性表面の作製については、北九州市学術研究都

市内の共同研究開発センターのレーザービーム描画装

置、イオン注入装置、プラズマ CVD、露光装置、ス

パッタ装置ほかを用いた。パターニングとウェットエッ

チング、ドライエッチング等プロセスによりマイクロ

オーダーの表面構造を形成し、表面構造パターンによ

る濡れ制御を行った。濡れ性強化処理として、プラズ

マ CVD により酸化膜(SiO2)、窒化膜（Si3N4）を成膜

する親水性処理、およびディップコート法によりフッ

素樹脂 CYTOP（旭硝子（株））を塗布する疎水性処理

を施した。また、シリコン基板表面には接触角 60°
である Si 表面を疎水性部、接触角 41°である SiO2、

28°である Si3O4、を親水性部に用い、疎水部と親水

部を複合させる表面を作製した。なお、利用した主な

装置および用途は以下に示す。 
・P-CVD 酸化膜、窒化膜の成膜 
・RIE エッチング 
・マスクアイライナ パターンニング 
・ドラフト 洗浄、エッチング 
・超音波洗浄機 洗浄、レジスト除去 
・ウォーターバス ウェットエッチング 
・ダイシングソー 割断 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
パターニングと KOH ウエットエッチングを用いて

シリコン基板表面にマイクロサイズの構造を作製し、

表面の構造数や固相率が異なるマイクロ構造面を形成

することができた。これより作製したポーラスシリコ

ン複合電解質膜でマイクロ燃料電池の性能を向上させ

ることができた。また、作製した数μm 幅の構造が液

滴の接触角を制御でき、濡れ制御による熱・物質輸送

が促進されることも確認できた。 
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